
クリーン環境でチップの性能と信頼性を実現

要件の厳しい半導体アプリケーションに理想的なエマソン
の流体制御および空気圧コンポーネントとシステムは、クリ
ーンルームでのメディア汚染を最小限に抑えつつ、高いプロ
セス純度と精度を保証し、スループットの向上と歩留まりの
最適化を可能にします。
•	エマソンの流体制御および空気圧製品は、高い性能とデ

ィペンダビリティを提供し、チップ製造プロセス全体の信
頼性を高めます。

•	これらの製品は、特殊ガス環境下でも優れた性能を発揮
し、メンテナンスの必要性とダウンタイムを最小限に抑え
ます。

•	これらの製品にはIIoT機能が搭載されており、温度、流
量、圧力、および位置制御をより高い精度とエネルギー
効率で実現します。

ソリューション

歩留まりを最適化する高信頼性製品
半導体産業向けの流体制御および空気圧ソリューション



エマソンのソリューションラインアップ

半導体ウェハー工場における典型
的なセットアップ
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詳細はこちらをご覧ください：
www.Emerson.com/Semiconductor

Asco™クライオジェニックバルブ

•	 IIoTアプリケーショに対応
•	コンパクトなハンドリングシステムなどの様

々な用途に理想的な設計
•	バルブ、そして統合されたウェブサーバーと

の一貫した通信を提供

•	高性能フッ素化流体用に開発され、幅広い
温度域に対応

•	チラーや温度制御装置での使用に最適

製品ラインナップ

ASCO™一般サービスバルブ TESCOM™ 
圧力制御ソリューション

TESCOM™チェンジオーバーおよび電空
式制御装置

ASCO™およびAVENTICS™ 
比例制御弁

AVENTICS™空気圧制御および 
マニホールドソリューション

•	様々な媒体に対応
•	 2方向ソレノイド技術を採用し、 

高い堅牢性と信頼性を実現
•	アプリケーションの要件に合わせて短期間

でサイジング可能 

•	多くの流体において正確、精度、安定性で圧
力を維持および制御

•	超高純度設計を統合し、製造中のウェハー
とチップの汚染や故障を回避

•	マイクロプロセッサベースのクローズドルー
プPIDコントローラ

•	あらゆるTESCOMレギュレータを完全に自
動化

•	 25msの応答時間、データの取得、およびリ
モート制御対応で0.1％の精度を実現

•	チェンジオーバーシステムにより、プロセス
ガスの継続供給を保証

•	空気とガスの流量を個別に調整
•	レスポンシブで高精度な流体制御を提供

し、制御チェーンにおける変動を補正します
•	全世界の数多くの機械とプロセスに最適な

圧力制御を提供
•	コンパクトなサイズで幅広い接続オプショ

ンを装備
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